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発明の内容（概要）

大気圧プラズマ成膜装置の概略構成の一例を
模式的に示す断面図

【課題】大気圧に近い比較的高い気体圧力において、数ｍｍ以下の狭ギャップに
配置されたターゲット－基板間内の反応ガス分布を均一化することができる大気
圧プラズマ成膜装置を得ること。

この発明によれば、固体ターゲット面内に設けた貫通孔から反応ガスが導入され
るので、固体ターゲットと基板との間の距離が数ｍｍ以下の狭ギャップで１００
Ｐａ以上の高い圧力下においても、ガス分布・流れを均一化することができ、安
定した薄膜を形成することができるという効果を有する。

複数の貫通孔を有する固体ターゲットの構成
の一例を模式的に示す斜視図

１ 反応容器、２ 接地電極ステージ、３ ガス導入管、３ａ ガス導入口、４ ガス排出口、
５ 固体誘電体、６，１１９ 基板、７ ヒータ、８ 支柱、９ 電極セット、９ａ 挿入部、
９ｂ フランジ部、１０ 保持板、１１ 円形孔、１２ 電力印加電極、１２ａ 挿入部、１
２ｃ，２１，１２１ 貫通孔、１２ｂ フランジ部、１３，１１４ 固体ターゲット、１
４ 固体誘電体、１５ 空洞、１８ マッチングボックス、１９ 電源、２０ プラズマ、２
２，２２ａ～２２ｃ 溝、２５ スペーサ、２５ａ ガイド、１０１ プラズマ処理ヘッド、
１１０ 冷却機構、１１１ 入力側高周波電極、１１２ 絶縁体、１１３ 流路構成部材、
１１５ 高周波電源、１１６ 反応ガス流路、１１７ カーテンガス流路、１１８ 排気流
路、１２０ ステージ、１３１ 反応ガス供給部、１３２ カーテンガス供給部、１３３
排気ポンプ、１３８ 移動手段、１４０ 制御部、１４１ 反応ガス供給路、１４２ カー
テンガス供給路、１４３ 排気ガス排出路。

【解決手段】電源が接続され、固体ターゲット１３を有する電力印加電極１２と、
電力印加電極１２に対向配置され接地される接地電極ステージ２と、の電極間間隙
に１００Ｐａ以上大気圧以下の水素を含有する反応ガスの圧力の下で生成されるプ
ラズマを接地電極ステージ２の電力印加電極１２側の面に載置する被処理部材に照
射して被処理部材上に成膜する大気圧プラズマ成膜装置であって、反応ガスを導入
する貫通孔２１を固体ターゲット１３の面内に備える。


